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•	강력한 3D 필드 솔버는 불규칙적인 식각 프로파일, 듀얼 다마신(Dual 

Damascene), Low-K 유전체를 정확하게 모델링하는데 필요한 비평면 

반도체 프로파일을 지원합니다.

•	3D 필드 솔버는 인터커넥트 캐패시턴스 모델을 계산하여, 추출 

퍼포먼스의 저하없이 LPE 룰 파일을 가장 정확하게 표현합니다.

•	초보자와 공정 기술 경력자는 편리한 GUI를 사용하여, 공정 레이어를 

기술하고 테스트 구조를 정의할 수 있습니다.

•	표준 동작 모드로 대부분의 보편적인 공정을 처리하며, 고급 모드로 

보다 복잡한 비평면 공정을 정의합니다. 

•	강력한 스크립트 언어로 데이터를 어떠한 포맷으로도 조작할 수 

있습니다.

EXACT는 나노미터 반도체 공정에 필요한 인터커넥트 모델을 가장 정확하게 표현하여, full-chip 레이아웃 파라미터 

추출(LPE) 룰 파일을 생성합니다. EXACT의 강력한 3D 필드 솔버와 스크립트 언어는 full-chip 기생 추출을 

지원합니다.
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•	자동으로 데크를 생성하여, 3D 필드 솔버에 전달합니다.

•	테스트 구조와 패턴을 만드는 데 필요한 레이아웃 생성 툴을 파라미터로 

표현하여, 메뉴로 조작합니다.

•	 LISA 스크립트 언어로 LPE 룰 파일을 손쉽게 제작합니다.

•	 xCalibre, Calibre xRC, Diva/Dracula LPE, HIPEX에 맞는 커스텀 방정식에서 원본 

기생 데이터를 사용할 수 있도록 유연한 아키텍처를 제공합니다.

•	공정과 레이아웃의 미리보기를 제공합니다.

사용 및 채택의 편이성 

•	배치 모드 옵션에 의해, 특성화를 자동으로 재실행합니다.

•	고급 모드에 의해, 숙련자는 보다 향상된 공정 모델에 액세스합니다.

•	캐패시턴스의 변화에 대하여, 통계적인 분석을 수행합니다.

•	실험을 쉽게 분석하기 위하여, 추출 캐패시턴스를 이해하기 쉬운 표로 제공합니다.

•	워크시트/옵티마이저를 제공합니다.

•	멀티-프로세서 머신을 지원합니다.

•	 1D/2D/3D 모드를 자동으로 선택합니다.

생산성과 범용성 

등각 증착된 비평면 유전체를 다수 포함하는
다층 금속 공정

EXACT에 대한 프론트-엔드

EXACT에서 제작하여 사용하는 테스트 구조의 예 DOE(Design of Experiment)에서 쓰이는 모든 테스트 구조에 대해  
레이아웃을 파라미터로 손쉽게 생성합니다.



고급 반도체 공정 지원
인터커넥트 기생 캐패시턴스 모델링은 다음 사항을 지원합니다.

•	평면/비평면 유전체

•	 Low-K 유전체 및 구리 다마신 공정

•	유전체의 등각 증착

•	 OPC(Optical Proximity Correction)에 의한 서브-파장 리소그래피 효과

•	인터커넥트 캐패시턴스에 영향을 미치는 공정 변동

•	알려진 공정 마진을 추출 데이터에 적용하여, 통계적인 분석 및 워스트-케이스 

기생 분석 수행

•	불규칙적인 식각 프로파일, 듀얼 다마신, Low-K 유전체를 정확하게 모델링하기 

위한 비평면 반도체 프로파일을 지원하는 강력한 3D 솔버

•	 3D 필드 솔버가 인터커넥트 캐패시턴스 모델을 보정하여, 추출 퍼포먼스의 

저하없이 LPE 룰 파일을 가장 정확하게 표현

•	자체 옵티마이저에 의한 피팅 향상 및 공정 최적화

•	더미 금속의 시뮬레이션 가능

실험 데이터를 보여주는 EXACT 워크시트 EXACT로 생성한 Mentor Graphics의 xCalibre/Calibre xRC 룰 파일

피팅(fitting) 공정을 제어하는 옵티마이저 윈도우최적화 계수를 갖는 데이터를 적용한 방정식과
EXACT의 원본 캐패시턴스 데이터의 비교



공정 변수를 갖는 캐패시턴스 계수의 변화를 (a)그래픽으로 표현하거나, (b)통계적으로 분석합니다. 
히스토그램으로 금속 구조에서 알려진 마진을 갖는 래터럴 캐패시턴스의 기대 분포를 표현합니다.

(a) (b)

EXACT Inputs/Outputs

EXACT
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tables
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database

MaskViews is integrated with Silvaco products.
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